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ISO/TC172及びTC172/SC1国際会議開催
平成３０年９月２４日（月）から２７日（木）まで、スイスのザンクトガレンにて、

第３１回ISO/TC172/SC１（光学及びフォトニクス/基本規格）の国際会議が開催されました。
日本からは、ＩＳＯ/ＴＣ１７２国内委員長兼ＩＳＯ/ＴＣ１７２/ＳＣ１分科会長の渋谷眞人
氏（東京工芸大学名誉教授）他分科会主査等３名、及び事務局から１名が参加しました。以下は、渋谷委員長の出張報告からの抜粋です。
＜日程＞
9月24日（月）　・SC1プレナリーⅠ, 　・WG1/WG2合同、・WG1、・WG2,
9月25日（火）　・WG1, ・WG2,　・WG3、・WG4（Ad-hoc group(臨時専門部会)）
9月26日（水）　・SC1プレナリーⅡ
＜経緯・目的＞
TC172/SC1の会議である。光学機器がますます高精度・高性能になり、新たな設計法・加工法・計測法も発展しており、光学素子の面精度や面粗さの測定法、及びそれらの図面表記法の重要性が一層高まってきている。WG１では干渉計測の高精度化や研磨面検査に関するマシンビジョンなど、WG2会議ではDOEや非球面の図面化など、熱心に議論した。WG3は大きな課題はなかったため、日本側はWG3国内主査の石井さんとWG3コンビナーのホンラットさんと事前に密接に連絡を取っていた。
WG4はdormant（休眠状態）のままであるが、ISO25297( NODIF)とISO23584（PLIB）とに関する、日本の瀧谷さん上窪さんがリーダーであるad-Hoc-Group（特任部会、臨時専門部会）において熱心に議論が行われた。
尚、光学材料不完全性(Material imperfections)の図面に関する新規格10110-18（SC1/WG2担当、10110-2,3,4を統合する規格）と、光学材料の特性に関する12123（SC3/WG1担当）とが密接に関係するため、SC3/WG1の会議が、SC1Plenaryの後に開催され、日本SC3/WG1から数名が参加された。
９月２４日（月）
（３－１）SC1　1st-Plenary（全体会議）
参加国： Chairman（今回からZeissのFrank Höller）、セクレタリ（Clara Engesser）、ドイツ（７名）、フランス（３名）、スイス（1名）、中国（２名）、米国（５名）、英国（１名）、日本（８名）
セクレタリからSC1組織や制度の、現状および変更について確認あるいは報告がされた。特に、2ndDISは受け付けられないことが念を押された。FDISについては投票内容とは別に、技術的なコメントを付記することが可能となった。技術的なコメントはその次のSRにおいて反映されることになる。また、WG2のテーマとしてDOEの図面規格10110-16が復活して進められているが、scope（守備範囲）をどうする話がでた。そのまま次のWG1/WG2合同会議として議論された。
瀧谷さんから、臨時専門部会“NODIF and PLIB”の状況報告がなされた。
＜WG1/WG2＞
①ISO 10110-16 PWI ”Preparation of drawings for optical elements and systems - Part 16: Diffractive surfaces”
フレネルレンズ型のDOEもあればCGHもある。Scope(守備範囲)をどこまで広げるか、SC1内でアンケートを取ることになった（以前にもアンケートを行ったということである。おそらく10110-16が最初に検討された2000年頃だと思われる）。CGH(Computer Generated Hologram)などは干渉計測に幅広く応用されているので、この素子の製造に関わっている会社にも入ってもらったほうが良いのでは？といった議論が展開された。ブラッグ格子は外しては、digital-optics（多分バイナリーや４階層のようなものかと思うが）はどうするか、などという発言があった。
＜WG1＞
①　ISO/PWI 14997-2　「Machine vision test methods for surface imperfections（マシンビジョンによる研磨面キズ検査）」少し前から議論が始まっていたのだが、今回PL(Project Leader)が米国のAikenさんとドイツのKiefheberさんに変わった、ドイツはDirkさんがメンバーとなった。12/10（日本時間７PM）にWEB会議が予定された。
②ISO/DIS 13653「General optical test methods –Measurement of relative irradiance in the image field」像面のirradiance測定は何も問題はないが、物体のradiant power計測というのが9/23の準備会議の段階で不明な点が現れてきた。アフォーカル系（望遠系）のrelative irradianceをradiant powerから計算で求めるということであるが、それに関連する箇所で、英語も含めて議論させてもらった。実際的な問題はあまりないと思うが、10月中旬にFDIS案が来ることになっている。
③ISO/TR 14999-2　「Interferometric measurement of optical elements and optical systems - Part 2: Measurement and evaluation techniques」従来からあるTRであるが、2年位前から改めて俎上に上がってきた。半年ほど前にはWEB会議で審議が行われた。TRということもあり大きな問題はないと考える。デフォーカスによる実際に発生する波面収差は、Zernikeのデフォーカス項ではなく、正しい式を記述しているなど、いままでISO規格としては触れていないことも書かれてある。Zernike多項式の表記法では14999-4に加えた新たな表現があり、14999-4側を修正していくことになっている。
＜WG2＞
①ISO/FDIS 10110-18 「Preparation of drawings for optical elements and systems – Part18: Stress birefringence, bubbles and inclusions, and homogeneity and striae」
FDIS投票が終わったばかりで(Approvalされた)、各国から出されたCommentsに関するISO CSからの方向付けは現時点で反映されていない状況である。直前配布された資料(N749)を使い、各国からのCommentsを関係者で確認した。editorialに関するcommentsは特に問題はないので、ISO CSは修正を受け入れるだろうとの、コンビナーであるYoungworh氏の見解である。ただし、DE、USから出された一部のcomments(US014,DE024等)は修正レベルが大きいので受け入れられないかもとのことである。
② ISO/FDIS 10110-14, 「Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 14: Wavefront deformation tolerances」
FDIS投票済みで既にApprovalされているが、各国からフィードバックされたCommentsをISO CSの最新Observationを確認しながら関係者でレビューした。JISCからのCommentsはほぼ受け入れられたが”NOTEをNote 1 to entryへの修正の件(JP003)はなぜかRejectされた。UKからのcomments(UK021、UK030)でISO14999-4と記載内容に整合性がないのでは？との指摘があり。ISO 10110-5も含めた3つの規格間で、整合性に問題ないかレビューすることとなった。
③ISO/DIS 10110-1「Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 1: General」10110-10を統合するように本規格を修正して進んできたものである。DIS Ballotにおいて各国から寄せられたcommentsが129件、そのうちテクニカルのものは36件もある状況。PLが既にacceptしたcommentsは特に討議せず、pendingのものに絞って討議・方向付けを行った。コメントシートのUK041、US074で指摘されていた結晶材料を用いた図面における結晶軸の書き方であるが、IEC 60758 Figure 9をそのまま引用することで方向付けされた。ドイツから指摘があった平面の際の記載(DE053)であるが、PLと書く場合にRは書かないことで方向付け(R ∞ or PL と書く)。FDIS前にも関わらず大幅な修正が必要である。このため、今回の修正事項を反映したDraftのinformal reviewを行った上でFDIS Draftの完成度を上げ、FDIS投票を行うこととなった。
（４）９月２５日（火）
（４－１）WG1
① ISO/DIS 19962「Spectroscopic measurement methods for integrated scattering by plane parallel optical elements」2年前のパリ会議後、正式にSC1/WG1所管となったもので、東海大学室谷先生がプロジェクトリーダーとして統括している。以下の内容が決まった。Scopeは書き直す（Collection Angle 2.7°以上というのは入れる）。一部の誤記訂正。残りの時間が少なくなってしまったので、タイムフレームを36カ月から48カ月に延長する。技術的な残りが無ければ、FDISへ進む。
②ISO/WD 15368 Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of plane parallel elements」Project leader:　Leonard Hanssen氏（米）が来れなかった為、米国のAllen氏が代理で説明を行った。タイムフレームは既に48カ月に延長済の件である。事前コメントは日本からのみで、基本的には承諾された。来年2月にCDとして配付される予定
③ISO/15368-2 "Optics and photonics –title T.B.D.”（分散型分光光度計による平板光学材料の透過率測定）大西さんが昨年の東京会議で提案し、準備したものである。予想通り、15368との棲み分けが焦点となった。各コンテンツ毎に、15368との違いを比較する必要がある。Axel Krause氏は、15368を拡張してはどうかとの意見。Allen Krisiloff氏は、Part2新設に前向きであり、日本を支援してくれるような言動もあった。公式に進める為にはPメンバーの2/3の賛成とエキスパート4カ国が必要だが、ドイツはリソースの都合もあり不参加を表明した。その結果、非公式プロジェクトとして15368には含まれていない内容に関して、Part2として議論続行となった。
（４－２）WG2
①ISO/DIS 10110-12「Preparation of drawings for optical elements and systems-Part.12　Aspherical surfaces」前々回あまりに大きく変更されたために、殆ど全員からもとの構成に戻すような要求がでたが、なるべきところにほぼ落ち着いてきた。また、フォーブスのQcomはZernikeと本質的に等価であるというような話が昨年までのSC1会長のSchumannさんから技術報告がされた。学会で発表予定ということである。非常に興味深かった。
②ISO/CD 10110-8「Preparation of drawings for optical elements and systems-Part.8 Surface texture; roughness and waviness」大きな問題はなかったと理解している。USとドイツからの指摘(コメントシートのUS003、DE005)でISO4287:GPSとの整合性を取ることが再度確認された。昨年もCDレベルの議論をしており、FDISまでの時間的な余裕がなく、11月のDIS投票のあと、2019年4月末にWEB会議を行いFDIS完成度を上げる。FDIS投票は2019年6月である。
（４－３）WG3
　今回日本は欠席であるが、コンビナーのホンラットさんと会議外で話をしたが、日本のWG3国内主査である石井さんとの綿密な情報共有がされており、問題ないと言われていたので、大きな問題はないと考えている。予定議事は二つあって、一つはISO 9022-3のAMD（追記事項）の議論である。もうひとつは、今年になってAR/VR に関するTC172のad-Hocグループ（特任部会）が立ち上がったことに関連していると思われるが、Possible new topics for standardization「Environmental test methods for Head-mounted devices with optics to display images or symbols or characters superimposed independent from or superimposed onto real environmental perception」である。
① ISO 9022-3 AMD 1 WD 「Optics and photonics - Environmental test methods - Part 3: Mechanical stress - Amendment 1」CDを12月１日に配付し、CD投票することになった。
（４－４）ad-Hoc meeting NODIF and PLIB
本年度から来年度にかけてISO 25297 (NODIF)の関連規格であるISO 23584 (Reference Dictionary) のパート2とパート1のSRのタイミングとなっており、ad-Hocグループ会議ではこれらに対する議論を中心に、今後のNODIFに対する議論を行なった。
ISO 23584の親規格（包括する規格、基になる規格）であるISO 13584 (PLIB)に対しては、ISO/TMBより、実用化されているIEC/CDD (Common Data Dictionary)と同様な電子化された規格作りをIECと共同で進める方針が打ち出されている。これをうけISO/TC184/SC4とIEC/TC3/SC3Dとの間でJWG24 (Joint Working Group)が設置されており、今年5月に開催されたTC184/ SC4 北京国際会議にてその活動方針が示された。多くない情報の中での議論であったが、これらに対して現行ISO23584を含めた光学分野への影響について深い議論ができた。
今回、技術的な意味での重要な決定事項はないが、ISO/IECの大きな電子化の動きに対しては各国とも興味をもっており、今後1年間にad-Hocグループが予定している追加活動が承認された。
①ISO 23584-2“Specification of reference dictionary -- Part 2: Classes' and properties' definitions”
ISO 23584シリーズはTC172レベル文書であるが、ISO25297(NODIF)とPLIBとの橋渡しをする規格と位置づけることができ、SR結果についてはad-Hocグループにも回覧されている。今年はパート2のSRが実施され、来年度はパート1のSRのタイミングを迎える。パート2は、当初、採用国不足で承認されない可能性があったが、新興国の投票もあり、条件を満したため承認された。
②ISO/TC184/SC4/JWG24（Joint ISO/TC 184/SC 4 - IEC SC3D WG: Use of IEC CDD for ISO data dictionaries and ontologies）との連携
今年、ISO/TC184/SC4とIEC/TC3/SC3Dとの間で、現在IECで運用されている電子辞書規格(紙ベースではなく電子データそのものが規格扱い)であるIEC/CDDを、ISOのPLIBに対しても運用可能とするため、JWG24が設置された。進め方の基本方針は大きく2つ。一つはIECの電子規格化手順を含むISO/IEC Directives Supplement Annex SL (Database Procedure) をISO側でも利用できるようにすること。もう一つは、ベースとなるISO 13584 (PLIB) と IEC 61360 (CDD) の技術的な互換性検証を行うこと。今回の国際会議ではISOが進めるJWG24の電子化検証の動きに対し、光学分野として積極的に参加してゆく旨の合意が得られた。
9月26日（水）SC1　2ndPlenary（全体会議）
①resolutionの最終決議が行われた。
②大西さんが推進している15368-2の継続について、改めて確認され、PWIとして取りあげられるかどうかは次回の議論に持ち越されることになった。
③瀧谷さんと上窪さんが牽引しているad-Hoc Group（特任部会）の今後の方針に関するresolutionがなかったので、継続していくことを明記したresolutionを追加することを米国Aikens氏が提案してくれた。
④WG1のコンビナーはLangenbachさんが継続されることが全員一致で承認された。
⑤次回は2019年11月に北京で開催されることが提案された。SC9との同時開催の予定で10110-17（レーザー損傷の図面規格）の議論は一緒に行われると思われる。
⑥次々回は米国の予定（tentative invitation）。
＜今後の見通し＞
　光学機器の発展に伴い、光学系の高性能化と高精度化は留まる事がない。評価法、図面指示方法、環境試験の各WGの作業において、物作りと光学理論の両方の観点から十分に検討し、遅滞なく対応をしていく。日本の光学産業の繁栄のために、少しでも多くの貢献ができればと思う。現状では、表面欠陥のマシンビジョンを含めた測定法と図面規格（14997-2, 10110-7）、平行平面材料の反射率透過率の測定法（15368）、図面規格一般(10110-1)、表面性状(10110-8)、非球面DOEの図面規格（10110-16）などが大きな作業と思われる。特にNODIF and PLIBの特任部会の作業はかなりな困難があるかもしれないが、NODIFの実装のTR作成なども含めて頑張っていただければと思う。また、SC1はSC3およびSC9と密接に連携していく必要がある。
平成３０年度下半期の労働災害防止対策の推進について


（平成３０年９月２１日付基安発０９２１第１号）
平成３０年９月２１日付で、当協会会長宛に厚生労働省労働基準局安全衛生部長より「平成３０年度下半期の労働災害防止対策の推進について」（基安発０９２１第１号）を受領いたしました。以下は、その抜粋です。

　さて、労働災害による休業４日間以上の死傷者数は、平成３０年も減少傾向が見られず、前年同期比で７．２％（８月末現在）の増加となっています。また、死亡者数は、前年より減少しているものの、その減少幅は徐々に小さくなっています。１８．９％減（５月末現在）→９．３％減（８月末現在）

　第１３次労働災害防止計画では、２０１７年と比較して、２０２２年までに労働災害による死亡者数を１５％以上、休業４日以上の死傷者数を５％以上減少させることを目標としています。

　このため、厚生労働省においては、平成３０年度下半期は労働災害の傾向等を踏まえた対策を推進することとしており、貴協会におかれましては、傘下の会員事業場に対し、それぞれの実情に即した取り組みの実施に特段のご配慮をお願いいたします。

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する

要請書の送付について

（平成３０年１０月１９日付）
平成３０年１０月１９日付で、当協会会長宛に厚生労働省労働基準監督課より上記文書を受領いたしました。以下は、その抜粋です。

　平成２６年１１月に施行された「過労死等防止対策推進法」において、１１月は「過労死等防止啓発月間」とされています。このため、厚生労働省では、同月間において、過労死等のひとつの原因である長時間労働の削減等、過重労働解消にむけた集中的な周知・啓発等の取組を行う「過重労働解消キャンペーン」を実施します。つきましては、貴団体におかれましても、過重労働解消キャンペーンの趣旨を御理解いただき、傘下の団体・企業への周知啓発にご協力いただきますようお願い申し上げます。
以上

平成３０年８月生産・出荷統計
	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル

カメラ
	253,738
(0.80)
	12,609
(0.92)
	375,162
(0.70)
	298,856
(0.89)
	13,095
(0.87)
	352,514
(0.72)
	288,136
(1.31)

	フィルム

カメラ
	8,566
(1.40)
	8,641
(1.35)
	7,083
(1.47)
	7,576
(1.22)
	7,573
(1.15)
	7,372
(1.54)
	9,913
(0.88)

	交換レンズ


	228,704
(1.03)
	11,996
(0.94)
	174,023
(0.99)
	352,730
(1.00)
	15,623
(0.99)
	39,380
(1.32)
	509,663
(1.06)

	光学・精密

測定機
	30,542
(1.27)
	6,880
 (1.16)
	-
	28,750
(1.17)
	6,648
(1.10)
	-
	28,984
(1.09)

	光分析機器


	14,265
(0.93)
	18,392
(1.06)
	-
	14,824
(0.96)
	18,949
(1.08)
	-
	8,111
(1.08)

	測量機


	 5,632
(1.25)
	881
(1.31)
	-
	10,905
(1.14)
	1,597
(1.04)
	-
	9,310
(1.71)

	合　計


	  -    


	56,399
(1.04)
	-
	-

	63,485
(1.02)
	-
	-



(　　　)内は、前年度比

注） 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

（1） 他企業から購入したもの(輸入を含む)

（2） 同一企業内の他工場から受入れたもの

（3） 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの

（4） 返品(戻入れ)されたもの　
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